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Cel przedmiotu: 
Pogłębienie wiedzy na temat aparatury pomiarowej aktualnie stosowanej w przyśle do kontroli i monitorowania procesów produkcji. Systemy do kontroli czynnej i biernej procesów kształtujących poziom jakości wyrobów, w szczególności parametrów wymiarowych i wykorzystujących informacje geometryczne do sterowania procesami oraz paramentów fizycznych pośrednio wpływających na geometrię wyrobów. Zapoznanie się z metodami pomiarowymi stykowymi, bezstykowymi a także przykładowymi rozwiązaniami technicznymi
Treści kształcenia: 
Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat aparatury pomiarowej stosowanej w przyśle do kontroli i monitorowania procesów produkcji. Systemy do kontroli czynnej i biernej procesów kształtujących poziom jakości wyrobów, w szczególności parametrów wymiarowych i wykorzystujących informacje geometryczne do sterowania procesami oraz paramentów fizycznych pośrednio wpływających na geometrię wyrobów. Zapoznanie się z metodami pomiarowymi stykowymi, bezstykowymi a także przykładowymi rozwiązaniami technicznymi
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egzamin
Egzamin: 
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